


























































HO~~の O 次光と 1 次光を相互に利回する干渉光学系により測定時の誤差要因を取り除くことができること
を明らかにし，大型に加え，非凶転対称、の凸非球面ーという従来は干渉計調IJが不可能であった光学素子の計
測が可能であることを示した。また，多数の 2次元同像から 3次元画像を合成するホログラフィックステ
レオグラムに注臼し， 110Eを用いて，従米，原画となる多数の 2次元画像を少数の 2次元画像の補聞によ
り作製する手法を提案し実写した少数の与真から補間した多数の出像を得， ステレオグラムを実現L.
その有用性を明らかにした。
以上のようなHOEの応用システムに関する知見は光学的な計測技術や表示技術を発展させるとともに，
応用光学，電子工学の分野に大きく寄与するものと考えられる。よって，本論文の著者は博士 (T学)の
学院を受ける資格を有するものと認める。
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